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１．概要（Summary ）： 

厚膜，薄膜ネオジム磁石膜を用いた MEMS アクチュ

エータの試作を進めている．磁石膜を効率的に用い強い

出力の電磁アクチュエータを実現するためには，強い磁

場を，必要な方向に誘導する必要がある．このためには，

高い飽和磁束密度を有する等方性の磁性膜の成膜が不

可欠である．特に，一旦着磁を施した磁石膜は，発熱によ

り，磁化を失うため，磁性膜を成膜する温度は，100℃以

下が好ましい．また，成膜する磁性膜の厚みは，磁気回

路設計にもよるが， 10～100 µm 程度形成できること

が望まれる．以上の特性を有する磁性膜の成膜法を検討

する．特に，高飽和密度，厚膜，等方性のパーマロイ膜の

高成膜速度の実現を行うことを目的とする． 
 

   
２．実験（Experimental）： 
磁性用めっき装置を用い，Table 1 に示す浴条件で電

析を行った．組成分析は glow discharge optical 
emission spectrometer (GDOES, JY-5000RF, 
HORIBA)を用いて行った． 
 
 

 
３．結果と考察（Results and Discussion）： 
Fig. 1 に Table 1 の電解液を用い，10 mA / cm2，3.5
時間の電析後の膜中組成分析結果を示す．Fe 組成が

40 wt. %， 膜厚が 27 µm の Ni-Fe 膜の形成を確認し

た． 
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Table 1 Bath composition 

Fig. 1 Composition measurement by GDOES.   
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